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우리나라의 반도체와 디스플레이 산업은 세계시장을 선도하는 업종으로서 이들 제조공정 중에

서 세정공정이 전 공정의 30~40%를 차지하고 있다. 세정공정에는 습식세정과 건식세정으로 나

누어 사용되고 있지만 대부분 습식세정을 사용하고 있는 실정이다. 이에 국제환경규제와 고집

적화에 따른 회로의 미세화로 습식세정의 한계점을 느끼고 있는 시점에 와 있다. 이에 본 연구

에서는 표면을 친수성으로 개질할 수 있는 플라즈마 기술을 도입하여, 세정효율을 높일뿐만 아

니라 사용되는 초순수 및 화학용액의 양도 저감시키고자 하였다. 


